二維影像量測標準專輯前言

「透鏡之場曲與畸變量之自動化量測」，主要提出一光學系統場曲與畸變像差自動量測之方法，運用影像處理方法自動分析光學成像系統之場曲量與畸變值，利用數位的方式自動產生檢測的圖案，使整個系統可達到自動測量的目的，並利用影像處理的技術自動分析成像系統的好壞，完全解決傳統手動量測的不便和誤差，比較量測結果與光學模擬軟體，顯示透鏡場曲像差自動量測之精確性與時效性。

「影像量測儀二維尺寸誤差檢測」介紹影像量測儀之二維結構定位精度檢測方法，提出由誤差分析模式得到二維尺寸校正，須校正尺寸位置誤差、水平方向直線度誤差與直角度誤差，經由校正結果發現直線度誤差與直角度誤差比尺寸位置誤差還大，依傳統方法只做尺寸位置量測，不足以量測出二維尺寸誤差。

「機械視覺之二維影像量測比對」詳述比對之影像片的量測參數與檢測定義、比對之量測結果等，參加量測比對的國內廠商可參考量測偏差值分佈狀態，提供內部研發人員作為系統數據判斷的參考。影響影像尺寸量測的變數計有樣品照明方式、照明強弱、擷取影像之清晰度、像素解析度、承載台定位及行程精度、計算量測參數的取樣點數及分析方法等。
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「應用雷射干涉儀於二維視覺量測之研究」結合雷射干涉儀、影像視覺系統以及二維精密移動平台，發展出高精度視覺檢測平台系統，雷射雖可有大行程且高精度之特點，但由於精度高所以解析度也高，對於尺寸變異相當靈敏，量測環境改變也會影響雷射波長，所以需提供一穩定量測環境，才能發輝雷射干涉儀高精度特性。

